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１．概要（Summary） 

ワイヤーグリッド型偏光板の加工方法の一つとしてナノ

インプリントリソグラフィ(NIL)がある。NILの工法の中で

熱ナノインプリントの加工条件を調査している。 

今回は転写前に塗布する離型剤の影響を調査した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ナノインプリント装置一式 

【実験方法】 

基材は 50 mm角に裁断した COP（シクロオレフィンポ

リマー）フィルムとした。モールドは Si製で、外形１ inch

角の中央部に 18 mm角の加工エリアがある。パターン設

計値 L/S(ライン＆スペース)＝150 nm/150 nm、深さ

250 nmの既製品を使用し、同一ロットで離型剤有りと無

しの 2種類用意した。離型剤は、既製品のフッ素系精密

金型離型剤を使用した。 

今回のサンプルは、加熱温度 170 ℃、荷重 1875N、

離型温度 135 ℃、離型速度 3000 ｍ/sにて作製した。

Fig. 1に狙いのプロセスシーケンスを示す。 

このサンプルを自社に持ち帰り SEM観察を実施した。 

 

 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

離型剤無しのモールドを使用した場合はプロセス内で

の離型ができなかった。 

Fig. 2 と Fig. 3に離型剤有りと無しで作製したナノイン

プリントサンプルの SEMによる形状観察結果を示す。 

パターン中央部に差異はみられなかった（Fig. 2）。パ

ターンコーナー部では離型剤無しのモールドを使用した

場合ライン形状が崩れていた（Fig. 3）。 

 

離型剤無しの条件では、モールドと樹脂の摩擦が上昇

するため、パターンコーナー部は形状が崩れたと考えら

える。 

ただし、プロセス内で離型が出来なかったことによる、

離型時のサンプル温度の影響も懸念される。 
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Fig. 1 Thermal NIL processing sequence. 

(i）release agent coated （ii）non-coated 

Fig. 2 SEM image of NIL samples at center. 

(i）release agent coated （ii）non-coated 

Fig. 3 SEM image of NIL samples at corner. 


